
拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび弊社は九州半導体産業展に出展し、
「結晶成長の安定化」や「歩留まり向上」に貢献する
製品を展示・ご紹介いたします。
弊社ブースにご来場賜りたくご案内申し上げます。

会　　期：2025年10月8日(水)~9日(木)
会　　場：マリンメッセ福岡 A館
開場時間：10:00~17:00
当社小間：小間No.A6-66

敬具

製品紹介

〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8   TEL 03(3956)2111
東　京 03(3956)2401
仙　台 022(227)0581   
高　崎 0274(42)6611
水　戸 029(224)9151

大　宮 048(643)4641
宇都宮 028(612)8963

千　葉 043(224)8371
立　川 042(521)3081
神奈川 046(295)9100
大　阪 06(6385)7031
大　津 077(526)2781
岡　山 086(473)7400

広　島 082(261)4231   
福　岡 092(481)1951
北九州 093(531)2081
名古屋 052(581)7595
静　岡 054(255)6136
富　山 076(441)2096

https://www.chino.co.jp/

当社小間のご案内

出入口

高精度で長期安定性に優れた放射温度計に
位置決めを容易にするビデオスコープを搭載

SiC結晶成長の温度測定精度向上

放射温度計

測定窓

SiC結晶 カーボンるつぼ

SiC原料 高周波コイル

測定ポイント周辺の映像

設定表示器

温度信号

PLC

剥離液のリアルタイム・オンライン濃度監視
剥離液の水分濃度をリアルタイム監視し、品質安定
レジスト濃度（色・汚れ）を見える化し、液寿命を延長

製造工程間の温度管理
ワーク温度維持による品質管理に
装置組込み容易な小形放射温度計

小形放射温度計

設定表示器 調節計

ビューポイント

搬送ライン
成膜装置１ 成膜装置２

処理ウェハ

ウエハ成膜温度管理
ウェハ成膜の複雑な制御に対応
制御周期100μs／最大200ループ／32ループ同時制御

九州初 !半導体産業に特化した専門展

[九州]半導体産業展

※下記の公式Webサイトより、
　事前に来場者登録をお願いいたします

展示会出展のご案内

H2O 剥離液

剥離処理工程

ファイバ

測定セル内部
窓ガラス

受光 投光

P

薬液
成分濃度

赤外線水分計

新計装コント―ラ ForgaN

放射温度計

サイリスタ
レギュレータ

バルブ 真空ポンプ

圧力計

ガス

グラフィックパネル リモート
調整用PC

バルブ
・ 計測結果の表示
・ パラメータ設定

小間No. A6-66

マリンメッセ福岡 A館

石英保護管熱電対をはじめとする温度センサも展示いたします


